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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マグネトロンと、
　前記マグネトロンから生成したマイクロ波放射によって励起された際に紫外線光を発光
するよう構成された無電極ランプと、
　前記無電極ランプによる紫外線光の発光を制御するための電力制御回路と、
　を備え、
　前記電力制御回路は、
　マイクロコントローラと、
　前記マグネトロンのための望ましい出力電力に関連する入力電流設定に基づいて、前記
マグネトロンへの入力電流を調節するよう構成され、前記マイクロコントローラを有する
第一の制御ループと、
　前記第一の制御ループと接続し、前記マイクロコントローラを有する第二の制御ループ
であって、当該マイクロコントローラによって電圧の変化により測定される前記マグネト
ロンへの入力電力の変化に応じて、当該マグネトロンへの前記入力電流を調節するために
、前記第一の制御ループが用いる前記入力電流設定を調節するよう構成された第二の制御
ループと、
　を有することを特徴とする回路基板を照射するための紫外線ランプ組立体。
【請求項２】
　前記第二の制御ループは前記第一の制御ループの前記入力電流設定を定期的に調節する
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ことを特徴とする請求項１に記載の紫外線ランプ組立体。
【請求項３】
　前記第二の制御ループは、
　前記マグネトロンへの入力電圧及び入力電流を測定するよう構成された電力測定回路を
備えることを特徴とする請求項１に記載の紫外線ランプ組立体。
【請求項４】
　前記電力測定回路は、
　前記マグネトロンへの前記入力電圧を測定するよう構成された分圧器と、
　前記第一の制御ループにおける前記入力電流を感知するよう構成された電流センサーと
、
　前記分圧器からの入力電圧と前記電流センサーからの入力電流を受け、電力を計算し、
計算によって得られた電力に応じて、実質的に一定の入力電力を提供するように前記入力
電流を調節する制御機器と、
　を含むことを特徴とする請求項３に記載の紫外線ランプ組立体。
【請求項５】
　前記分圧器は、ダイオード・ブロックとそれに対応する抵抗器ネットワークを含むポッ
ト・アセンブリを含むことを特徴とする請求項４に記載の紫外線ランプ組立体。
【請求項６】
　前記第二の制御ループは、前記第一の制御ループにおける前記入力電流を制限する電流
制限器をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の紫外線ランプ組立体。
【請求項７】
　紫外線ランプ組立体におけるマグネトロンへの入力電力を調整することによって、無電
極ランプから発光した紫外線光を制御するための方法であって、
　前記マグネトロンのための望ましい出力電力に関連する入力電流設定に基づいて、マイ
クロコントローラを有する第一の制御ループを用いて当該マグネトロンへの入力電流を調
節するステップと、
　前記マグネトロンに供給した入力電力を測定するステップと、
　前記第一の制御ループに接続され、前記マイクロコントローラを有する第二の制御ルー
プを用いて、測定された前記入力電力に基づいて、前記入力電流設定を調節するとともに
、前記マグネトロンへの入力電流を調節するするステップと、
　紫外線光を発光するための前記無電極ランプに前記マグネトロンからの前記出力電力を
適用するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記入力電流設定の調節を制限するステップをさらに含むことを特徴とする請求項７に
記載の方法。
【請求項９】
　前記入力電力を測定する前記ステップは
　分圧器で前記マグネトロンへの入力電圧を測定するステップと、
　電流センサーにおける前記入力電流を測定するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　測定した前記入力電圧及び測定した前記入力電流から前記入力電力を算出するステップ
と、
　設定電力を前記入力電力と比較することによって前記入力電流設定の変化を算出するス
テップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　紫外線ランプ組立体におけるマグネトロンへの入力電力を調整することによって、無電
極ランプから発光した紫外線光を制御するための方法であって、
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　前記マグネトロンのための望ましい出力電力に関連する入力電流設定に基づいて、当該
マグネトロンへの入力電流を調節するステップと、
　前記マグネトロンに供給した入力電力を測定するステップと、
　を含み、
　　前記入力電力を測定するステップは、
　　分圧器で前記マグネトロンへの入力電圧を測定するステップと、
　　電流センサーにおける前記入力電流を測定するステップと、
　　を有し、
　方法は、さらに、
　測定した前記入力電圧及び前記入力電流から前記入力電力を算出するステップと、
　設定電力を前記入力電力と比較することによって前記入力電流設定の変化を算出するス
テップと、
　を含み、
　　前記変化を算出するステップは、
　　前記設定電力から前記入力電力を減じることによって電力エラーを算出するステップ
と、
　　ゼロではない電力エラーに応答して、前記電力エラーに増幅率を乗じた値を前記入力
電流設定に加えるステップと、
　　を有し、
　方法は、さらに、
　前記入力電流において、算出された前記変化に基づいて、前記入力電流設定を調節する
とともに、前記マグネトロンへの前記入力電流を調整するステップと、
　紫外線光を発光するための前記無電極ランプに前記マグネトロンからの前記出力電力を
適用するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　紫外線ランプ組立体におけるマグネトロンへの入力電力を調整することによって、無電
極ランプから発光した紫外線光を制御するための方法であって、
　前記マグネトロンのための望ましい出力電力に関連する入力電流設定に基づいて、当該
マグネトロンへの入力電流を調節するステップと、
　前記マグネトロンに供給した入力電力を測定するステップと、
　を含み、
　　前記入力電力を測定するステップは、
　　分圧器で前記マグネトロンへの入力電圧を測定するステップと、
　　電流センサーにおける前記入力電流を測定するステップと、
　　を有し、
　方法は、さらに、
　測定した前記入力電圧及び前記入力電流から前記入力電力を算出するステップと、
　設定電力を前記入力電力と比較することによって前記入力電流設定の変化を算出するス
テップと、
　を含み、
　　前記変化を算出するステップは、
　　前記設定電力から前記入力電力を減じることによって電力エラーを算出するステップ
と、
　　ゼロではない電力エラーに応答して、前記入力電流に、ある比率を乗じるステップと
、
　　を有し、
　方法は、さらに、
　前記入力電流において、算出された前記変化に基づいて、前記入力電流設定を調節する
とともに、前記マグネトロンへの入力電流を調整するステップと、
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　紫外線光を発光するための前記無電極ランプに前記マグネトロンからの前記出力電力を
適用するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記比率は、計算前の比率に、前記設定電力の前記入力電力に対する比を乗じたもので
あることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　マグネトロンと、
　前記マグネトロンから生成したマイクロ波放射によって励起された際に紫外線光を発光
するよう構成された無電極ランプと、
　マイクロコントローラ、第一の制御ループ、及び、第二の制御ループを有する電力制御
回路であって、前記無電極ランプによる紫外線光の発光を制御するための電力制御回路と
、
　を備え、
　　前記電力制御回路は、
　　前記第一の制御ループにおいて、前記マグネトロンのための望ましい出力電力に関連
する入力電流設定に基づき、当該マグネトロンへの入力電流を前記マイクロコントローラ
によって調整し、
　　前記第二の制御ループにおいて、前記マグネトロンへの測定入力電力に応答して、当
該マグネトロンへの前記入力電流を前記マイクロコントローラによって調整するよう構成
されており、
　前記マイクロコントローラは、前記第一の制御ループの一部であるとともに、前記第二
の制御ループの一部でもあり、
　前記第二の制御ループは、前記第一の制御ループに接続されていることを特徴とする回
路基板を照射するための紫外線ランプ組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に紫外線ランプ・システムに関する。より詳細には、マイクロ波励起式紫
外線ランプ・システムの電力調整に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紫外線（ＵＶ）ランプ・システムは接着財、シーリング材、インク、被覆材などの材料
の加熱や硬化のために通常用いる。特定の紫外線ランプ・システムは無電極光源を有し、
マイクロ波エネルギーを用いて無電極プラズマ・ランプを励起することによって動作する
。マイクロ波エネルギーによる励起を利用した無電極紫外線ランプ・システムにおいて、
無電極プラズマ・ランプは金属製のマイクロ波空洞又マイクロ波室内に搭載する。マグネ
トロンなどの、一又は二以上のマイクロ波生成器は導波管を通じてマイクロ波室の内部に
接続する。マグネトロンはマイクロ波エネルギーを供給し、プラズマ・ランプ内に封入さ
れたガス混合物からプラズマを発生させ維持する。プラズマは特徴的な電磁波放射のスペ
クトルを放射し、そのスペクトルは紫外線波長や赤外線波長を有するスペクトル線又は光
子に強く影響される。
【０００３】
　回路基板に放射することに関して、紫外線光がマイクロ波室から外部に室出口を介して
導かれる。紫外線光をマイクロ波室の外部に送る間、室出口はマイクロ波エネルギーの放
射を遮ることができる。微細な格子の金属スクリーンは多くの標準的な紫外線ランプ・シ
ステムの室出口を覆う。ＲＦ室の外側に位置する回路基板に照射するために、金属スクリ
ーンの開口部は紫外線光を送り、さらに、マイクロ波エネルギーの放射を実質的に遮る。
【０００４】
　あるＵＶランプ・システムの使用では非常に正確な紫外線光の強度を必要とする。これ
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らの使用はＵＶ光の強度の変化に敏感であり、実質的に一定の光の強度を必要とする。実
質的に一定のＵＶ光の強度を提供することは難問である。第一に、マグネトロンに関連す
る製造上の公差は各マグネトロンの出力に重大な影響を及ぼし、ＵＶ光の強度に直接関連
する。マグネトロンの製造業者はマグネトロンについて出力目標値を有しており、例とし
ては約３，０００Ｗである。しかし、製造上の公差に起因して、実際のマグネトロンの出
力値は目標値である３，０００Ｗより低い又は高い可能性がある。ある製造業者は、各マ
グネトロンの明確な出力値を提供せずに、マグネトロンに公差範囲を持たせている。これ
は、ＵＶランプ・システムで用いるマグネトロンの実際の出力に関して、不確実さを取り
込む。マグネトロン間の公差のばらつきは、それぞれのマグネトロンの出力におけるばら
つきをもたらし、ＵＶ光の強度について、異なるランプ・システム間での差異をもたらす
。
【０００５】
　ＵＶランプ・システムから実質的に一定な光強度を提供することへの第二の難問は、ラ
ンプ・システム及びマグネトロンが熱くなるにつれて出力電力が低下する傾向があること
である。ＵＶランプ・システムが熱くなると、マグネトロン内のセラミック磁石が熱くな
り、磁石の強度が低下する。マグネトロンへの入力電圧は電流場及び磁場に依存し、磁場
の低下の結果として、マグネトロンへの入力電圧も低下する。マグネトロンへ実質的に一
定な電流を与えるとすると、入力電圧の低下は結果的に入力電力の低下をもたらす。マグ
ネトロンへの入力電力を減らすことは出力電力を減らすことであり、紫外線光の強度が減
少する。５乃至１０分の動作の後、システムへの熱変化は安定する。その結果、その熱変
化の安定は、マグネトロンの出力電力を安定させ、最終的には紫外線光の強度も安定させ
る。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の概要
　本発明の実施態様は先行技術に関連するこれらや他の問題を取り扱う。その実施態様は
、回路基板を照射するために紫外線光を生成するよう機能する紫外線ランプの組立体とそ
れに相当する方法を提供することによってなされる。紫外線ランプの組立体はマグネトロ
ン、無電極ランプ、電力制御回路装置を含む。無電極ランプはマグネトロンから生成した
マイクロ波放射によって励起された際に紫外線光を発光するためのものであり、電力制御
回路装置はマグネトロンによるマイクロ波放射の出力電力とそれに伴ってランプが生成し
た紫外線光の強度を制御するためのものである。電力制御回路装置は第一の制御ループ、
第二の制御ループを含む。第一の制御ループはマグネトロンのための望ましい出力電力と
関連する入力電流設定に基づいてマグネトロンへの入力電流を調整するよう構成されてい
る。第二の制御ループは第一の制御ループと接続し、マグネトロンへの入力電力に基づい
て、マグネトロンへの入力電流を調整するために、第一の制御ループが用いる入力電流設
定を調節するよう構成されている。そのマグネトロンへの入力電力はランプが生成した光
の強度に関連する。
【０００７】
　一つの実施例では、第二の制御ループはマグネトロンへの入力電圧を測定する分圧器を
用いて構成する。電流センサーは第一の制御ループの入力電流を感知するよう構成する。
その入力電流は分圧器からの入力電圧を受ける制御機器に送られる。制御機器は、分圧器
からの電圧と第一の制御ループからの電流を用いて入力電力を算出し、入力電流の調節を
行う。その制御機器は実質的に一定の入力電力を提供する。その結果、実質的に一定のＵ
Ｖ光強度を提供する。第一の制御ループにおける入力電流の調節は、第二の制御ループに
おける電流制限器によって制限される。
【０００８】
　ある実施例において、第二の制御ループは第一の制御ループの入力電流設定を定期的に
調節するよう構成されている。定期的なマグネトロンの入力電力の調節は、操作者の介入
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又は定期的な較正を必要とすることなく、より一定であるＵＶ光出力を提供する。
【０００９】
　添付の図面は本発明の実施例を説明し、上記で示した本発明の一般的な説明や以下で示
す詳細な説明は本発明の原理を説明するのに用いる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　一般に、紫外線ランプ・システムで用いられるマグネトロンの電力出力には、ばらつき
が存在する。それらばらつきは製造上の公差や動作温度によってもたらされる可能性があ
る。マグネトロンの電力出力のばらつきは、ランプ・システムの紫外線光強度のばらつき
に直接関連する。出力電力のばらつきは一般にマグネトロンが温まるにつれてランプの光
強度を減少させる。従って、ＵＶ光の強度の変化に敏感である使用について、問題が発生
する。これら重要なプロセスは、特定のシステムにおける全てのランプ間で均一な光強度
を要求する傾向がある。
【００１１】
　本発明の実施例はマグネトロンのための電力制御回路装置を有する紫外線ランプ・シス
テムを提供する。典型的には操作者の介入を伴うことなく、電力制御回路装置は実質的に
均一な電力出力を提供するのに役立つ。その電力出力はＵＶ光強度に直接関連する。従来
の高速電流反応制御ループは各マグネトロンへの入力電流を調整するよう用いられている
。定期的な第二の制御ループは第一の制御ループにおける電流の設定点を自動的に調節す
るよう用いられる。その結果、入力電力を調整する。この使用の目的に関して、定期的は
断続的と同じ意味である第二の制御ループは、一定の間隔又は変更可能な補正間隔で実行
することができる。例えば、その補正はランプ・システムの電源投入初期や加熱している
間は、より頻繁に行われる。
【００１２】
　図を参照すると、同じ数字は幾つかの図を通して同じ部分を意味する。図１は本発明を
用いた典型的な電力制御ループによるランプ・システムのブロック図を示す。電力制御ル
ープ回路はマグネトロンへの入力電力を制御するよう設計されている。その電力制御ルー
プ回路は、技術的に通常実行される現状通りの入力電流のみの制御より、マグネトロンの
出力電力とＵＶ光出力強度に良好な相互関係を有する。ＵＶランプ・システムの操作者は
電力設定１０を選択する。電力設定１０は図の矢印１２で表す望ましい電力レベルをマイ
クロコントローラに１４送る。マイクロコントローラに１４は、要求した出力電力を達成
するためにマグネトロン１６に対して、電流レベルを最初に設定する。その次に、マイク
ロコントローラは、設定点の電流１８及び実際のマグネトロンの電流２０を電流調整制御
ループ２２のための回路に送る。電流調整制御ループ２２は高速電流反応制御ループを提
供するよう機能する回路からなる。技術的に既知である高速電流反応制御ループは実質的
に一定の電流出力を調整し提供する。
【００１３】
　電流調整回路２２はマイクロコントローラを利用する。そのマイクロコントローラはマ
イクロコントローラ１４とすることができ、電流調整に限定したマイクロコントローラに
分離することもできる。次に、電流調整回路２２は調整した電流を位相制御回路２４に送
る。位相制御回路２４は、図の矢印２６で表す可変ＡＣ信号を高電圧生成回路２８に送る
。高電圧生成回路は、図の矢印３０で表す可変高電圧ＤＣ信号をマグネトロン１６に送る
。マグネトロン１６は望ましい出力を生成し、ＵＶランプ３６を励起する。ＵＶランプ３
６は紫外線光を生成し、ランプ組立体から発光する。
【００１４】
　高電圧生成回路２８は、図の矢印３２で表すマグネトロン電圧信号や図の矢印３４で表
すマグネトロン電流信号をマイクロコントローラ１４に送る。マグネトロン電圧信号３２
及び電流信号３４はマイクロコントローラ１４によって用いられ、実際のマグネトロン入
力電力を決定し、入力電力が望ましい電力レベル１２から離れた場合、設定電流の調節を
決定する。その次にマイクロコントローラは、調節した設定点の電流１８を用いて実際の
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マグネトロン電流２０を電流調整回路２２に送り、マグネトロンへの入力電圧を自動的に
調節する。
【００１５】
　位相制御回路２４及び高電圧生成回路２８のさらなる詳細を図２に示す。ある実施例に
おいて、位相制御回路２４は三相高電圧源４０から成る。例えば、電力源４０のための電
圧は一相あたり約４８０Ｖとすることができる。電力源４０の一相４２はＳＣＲ位相制御
装置４４に送られる。他の相は代わりの実施における他のマグネトロンに電力を供給する
ことができる。その代わりの実施は、追加のマグネトロン又はＵＶランプ・システムの他
の構成要素を有するＵＶランプ・システムである。電流調整制御ループ２２（図１）から
の出力信号は、位相制御装置４４におけるパルスを制御するよう用いることができる。位
相制御装置からの出力は接触器４６ａ、４６ｂを通して絶縁変圧器４８に送られる。高電
圧ＡＣ電力は変圧器４８を超えて高電圧ブリッジ装置５０に移動する。高電圧ブリッジ装
置５０は高電圧ＡＣ電力を高電圧ＤＣ信号３０に変換する。高電圧ＤＣ信号３０はマグネ
トロン１６に送られる。ブリッジ装置はまた、マグネトロン入力電圧信号３２及びマグネ
トロン入力電流信号３４をマイクロコントローラ１４に送り、（図１）、電力調整のため
の制御ループの間、マグネトロン１６の入力電力を決定するよう用いられる。
【００１６】
　一般的に、当業者に既知であるように、マグネトロンの入力電力及び出力電力の間には
良好な相互関係が存在する。この相互関係のために、実質的に一定の出力電力を達成する
ことが可能である。その結果、マグネトロンの入力電力を調整ことによって、実質的に一
定のＵＶ光出力の強度を達成することも可能となる。マグネトロンのための電流及び電力
調整は、第一にマグネトロンへの電流を調整するインナー制御ループと、第二にマグネト
ロンへの入力電力を調整するアウター制御ループを含む。多くの出力電力のばらつきは通
常、動作における最初の５乃至１０分に発生する。そして、ＵＶランプ・システムが温ま
り安定する。従って、第二の制御ループにおける入力電力を継続的に監視し調節する必要
は無いとすることができる。入力電力を調整する第二のアウター制御ループを提供するこ
とは、システムの準備段階の５乃至１０分の間における、ほぼ一定の出力電源を提供する
ことに役立つ。これはＵＶランプ・システムのある使用を行う操作者にとって有益である
と思われる。その使用は、絶え間ないシステムの使用よりＵＶランプ・システムのサイク
ルを必要とする使用、同様に実質的に一定の出力を必要とするＵＶ光の変化に敏感である
使用を行うことである。
【００１７】
　図３及び４は電力制御回路に関する制御ループの２つの実施例の動作を説明するフロー
チャートである。実施例は同一の電流調整ステップを採用する。他の実施例では電流調整
のための異なるアプローチを用いることができる。ブロック１００を開始すると、入力電
流の値は開始値に設定され、望ましいＵＶ光出力の強度に相当する所定の出力電力に到達
する。入力電流及び出力電力の間の相対的な関係に基づいて、開始値はＵＶランプ・シス
テムの操作者が選択する。入力電流は最初の出力電力が発生するように選択する。例えば
、出力電力の約３５乃至１００％が最初に発生するようにする。
【００１８】
　ブロック１０２で、電力調整第二の制御ループのためのタイマーは設定される。タイマ
ーが終了していない場合（判断ブロック１０４のＮＯに進む）、ブロック１０６で、実際
の電流を電流センサーが測定する。その次に、ブロック１０８で電流を調整する。例えば
、技術的に既知である電流調整アルゴリズムによって行われる。方法又はハードウエア構
成には、ＵＶランプ・システムに適合する又はマグネトロンへの実質的な一定電流の生成
源として機能するものを用いることができる。このループは継続し、電力調整のためのタ
イマーが終了するまで（判断ブロック１０４のＹＥＳに進む）、マグネトロンへの入力電
流を調整する。
【００１９】
　ほぼ一定の電流源を提供するよう電流を適切に調整するために、第一の制御ループが完
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了する時間は約４乃至５秒とすることができる。この制御ループは第二の制御ループの実
行前に何度も実行することができる。第二の制御ループ・タイマーは第二の制御ループを
開始する際に設定される。例えば、約５乃至１０秒ごとである。ある実施例では、入力電
力は程度の差はあるが頻繁に調整される可能性がある。電力は動作の約５乃至１０分後か
ら安定する傾向にあることが知られている。第二のループ・タイマーは可変の時間制限を
有することができ、動作準備時間の間、第二の制御ループは、より高い頻度で開始し、動
作を継続している間、より低い頻度で開始する。
【００２０】
　図３で説明する実施例では、ブロック１１０で、第二の制御ループは、電圧及び電流を
測定することによって開始する。その電圧の測定は、例えば、上記で説明した高電圧ブリ
ッジ装置における分圧器で行う。その電流は第一の制御ループにおける電流センサーから
の電流（ブロック１０６で測定した）である。他の実施例において、電流はまた、ブリッ
ジ装置から供給することができる。ブロック１１２で、実際の電力は電圧及び入力電流か
ら算出される。ブロック１１４で、電力エラーは設定した電力から実際の電力を減じるこ
とによって算出される。他の実施例では、エラーや設定した電力と実際に測定した電力間
の偏差を決定するよう、他の方法を用いることができる。設定した電力と実際の電力間の
差がほぼ０である場合、エラーでは無いことを示し（判断ブロック１１６のＹＥＳに進む
）、入力電流の調節は必要では無いとすることができる。そして、ブロック１０２で、第
二のループ・タイマーの新しい値を設定する。しかし、算出されたエラーが有った場合（
判断ブロック１１６のＮＯに進む）、ブロック１１８で、以下の方程式に従って、入力電
流を調節する。

増幅率は実験によって生成する。ある実施例において、ブロック１２０で、調節した入力
電流を制限することができ、その値が設定した電流の制限を超える場合に行われる。電流
が調節された後、ブロック１０２で、第二のループ・タイマーの新しい値が設定される。
そして、第一の制御ループは、次のタイマー終了が発生するまで、新しく調節した入力電
流の調整を続ける。
【００２１】
　第二の制御ループの他の実施例を図４で説明し、入力電流を調節する他のアプローチを
用いる。図３の実施例と同様に、ブロック１４０で、電圧及び電流を測定する。そして、
ブロック１４２で、電圧及び電流から実際の電力を算出する。また、上記実施例と同様に
、ブロック１４４で、電力エラーを算出する。設定した電力と実際の電力間の差がほぼ０
である場合、エラーでは無いことを示し（判断ブロック１４６のＹＥＳに進む）、入力電
流の調節は必要では無いとすることができる。そして、ブロック１３２で、第二のループ
・タイマーの新しい値を設定する。しかし、電力エラーが有った場合（判断ブロック１４
６のＮＯに進む）、入力電流を調節する。上記の説明のように、マグネトロンへの入力電
流は、おおよそ線形にマグネトロンの出力電力に比例する。さらに、想定では、ランプ・
システムの出力電力範囲を操作することを通じて、無電極プラズマ・ランプの効率性が正
しく一定のままであるとすることができる。これら２つのデータ点に基づいて、実際の入
力電力に対する理論上の入力電力の比率は、入力を変更するのに用いることができ、新し
いマグネトロン入力電流を算出する。従って、この実施例では、ブロック１４８で、電流
は、電流の値と比率を乗じることによって、調節される。その比率は以下となる。

第二の制御ループの応答は比率を用いて改善されることができる。その改善は、他の方法
を用いた場合より少ないサイクルで、安定した電力の入力のための入力電流を生成するこ
とによって行われる。上記の説明と同様に、入力電流が調節された後、ブロック１５０で
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、調節した入力電流を制限することができ、その値が設定した電流の制限を超える場合に
行われる。電流が調節された後、ブロック１３２で、２番目のループ・タイマーの新しい
値が設定される。そして、第一の制御ループは、次のタイマー終了が発生するまで、新し
く調節した入力電流の調整を続ける。
【００２２】
　本発明を様々な実施例の説明によって説明した。これら実施例は多くの詳細な説明で説
明された。それらの詳細な説明に請求項の範囲を限定又は制限することは出願人の意図す
るもでは無い。付加的な利点及び変更は当業者とって容易であろう。したがって、上位概
念の本発明は、特定の詳細な説明、記載された装置及び方法、例示に限定するものではな
い。それに応じて、新しい発展は出願人の一般的発明概念の精神又は範囲から離れること
なく詳細な説明から行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明であるＵＶ光を生成するよう無電極ランプを励起するのに用いられるマグ
ネトロンのための電力制御回路を含む紫外線ランプ組立体の実施例を説明するブロック図
。
【図２】図１における電力制御回路の一部の回路図。
【図３】図１における電力制御回路の実施例の動作を説明するフローチャート。
【図４】図１における電力制御回路の他の実施例の動作を説明するフローチャート。

【図１】

【図２】

【図３】
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